ENERJi DAGILIMLI X-ISINLARI FLORESANS SPEKTROMETRESI (EDXRF)
TEKNIiK SARTNAMESI

1. Cihaz tamamen bilgisayar kontrolli olmalidir.
2. Kati, sivi, toz ve ince film gibi farkli tiirdeki 6rneklerin analizine olanak saglamalidir.

3. Analizler diisiik ppm seviyesinden yiiksek % seviyelerine kadar genis bir konsantrasyon
araliginda gerceklestirilebilmelidir.

4. Maksimum 50 W glgte ve 50 kV Pd anotlu X-Isimn tiipiine sahip olmalidir.

5. Cihazin y1gm (bulk) 6rneklerin analizine uygun 6rnek haznesi olmali ve otomatik
pozisyonlamaya imkan tanimalidir.

6. Cihaz doner 6zellikli otomatik 6rnek degistirici 6zellikli 6rnek haznesine sahip olmalidir.

7. Cihaz Na (11) ve U (92) araligindaki tim elementlerin nicel ve nitel
analizlerini yapabilmelidir.

8. Dedektor tipi yiksek ¢ozunirlikli SDD (Silicon Drift Detector) olmalidir.
9. Cihaz, hava ve helyum atmosferinde ¢alisabilmelidir.

10. Cihaz yazilimi, analiz i¢in segilen elementlere bagli olarak uygun sekonder hedefi
otomatik olarak belirleyebilmelidir.

11. Cihaz yazilimi; temel parametre ve kalibrasyon tabanli analiz modlarini desteklemelidir.
12. Cihaz yazilimi, standartsiz analiz destegine sahip olmalidir.
13. Cihaz yazilimi, spektrum verilerini csv formatinda disa aktarabilmelidir.

14. Analiz sonuglar1 ppm, % mass, ppb, ppt ve mg/kg olarak farkli birimlerde
verilebilmelidir.

15. Cihaz ile uyumlu markali ve guincel bir bilgisayar ve yazici mevcut olmalidir.

16. Cihaz, calisma esnasinda kapaginin ag¢ilmasina izin vermeyecek sekilde bir kilit sistemine
sahip olmalidir.



